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Kypc: cemectp: mapuuit

Mosa BuKIagaHHA

VYkpaiHcbka
[IpepexBizutu
(nepedymosu eusueHHs bazoBi 3HaHHS 3 Bi3UKH Ta MATEMATHKU
oucyuniinu)

Yomy 1e 1mikaBo/Tpeda
BUBYATHU

e BuBueHHS OCHOB METO/IB OCIiKEHHS (Pi3UIHUX
BIIACTHBOCTEH METAJIB i CIUIAaBiB, 3aCTOCOBYBAaHHSI OCHOBHUX METO/IIB
OTPHUMAaHHS TOHKHUX IUTIBOK_ CTAHOBUTH BaXKJIUBUH €JIEMEHT Cy4acHOI
OCBITH (i3HKiB Pi3HUX HAIPSIMKIB 1 € BOYKITMBOIO YaCTHHOIO Cy4acHOT
MPUPOJTHUIOT OCBITH

[Tepemnik Tem 3
IUCHAIUIIHA

e [lpupona i BmacTUBOCTI peHTreHiBChbKUX mpoMeHiB (PIT).

YMmoBu nudpaxkiii Bynasda-bpera.

CrniekTpanbHHIA CKJIa/l PEHTTE€HIBCHKOT'O BUIIPOMIHIOBAHHS.

3akoH Mo3i.

OcHoBHa 3a/1a4a peHTI€HOCIEKTPAILHOTO aHAJI3Y

B3aemoniss  pEHTIeHIBCHKOTO  BUIPOMIHIOBaHHA 3

PEYOBHHOIO. 3aKOH MOCTa0IeHHS

e PeHTreHiBcbKi (GUIBTPH 1T MOHOXpOMATHU3AIIIT TPOMEHIB.
Pentreniscrki TpyOku (PT)

e BuMiproBaHHs IHTEHCUBHOCTI TU(PAKIIMHUX JiHIN.
dakTopw, 110 BIUIMBAIOTh HA IHTCHCUBHICTh
TG paKIiiHUX JTiHIT

e MeToau peHTTE€HOCTPYKTYpHOTO aHani3y (BcranoBiaeHHs
pEYOBUHN).

e BusnaueHHs TuIy rpaTKH Ta mapaMeTpa eleMeHTapHOl
KOMIpKH

e [lIpemuiziiine (TouHE) BUMiIpIOBaHHS MapaMeTpa
eJIeMEHTapHOI KOMIpKU MeTo 1 eKCTpaItosIlii.

e [IpoBeneHHs KUIBKICHOTO aHaNi3y 3 BUKOPUCTAHHAM
€TaJIoOHy (METOJ i AMIITyBaHHS €TATIOHY)

e BupueHHs HanpyxeHb MeTosioM PCA. BusnaueHHs
MaKpOHAIpykeHb. BU3HaueHHS MIKpOHAIPYKEHb

e BusHaveHHS eHeprii akTUBaIlii MepBUHHOT
peKpucTaizamii

e BusHadeHHs po3Mipy 3epHa

e PeHTreHOCTPYKTYpHHMIA aHANI3 BIOPSAIKOBAHUX TBEPAUX
pPO3YHHIB

e OcHOBH eNneKTpPOHHOI Mikpockorii. biok cxema
€JIEKTPOHHOT'O MIKPOCKOITY,




Sk MO’KHA KOpUCTYBaTUCS
HaOyTHMHU 3HAHHIMH 1
YMIHHSIMHA
(KomMnemeHmHocmi)

e 3HaHHA Ta yMiHHS, AKi 3a0e3medye Kypc, 103BOJST
OpIEHTYBAaTUCh Y CYYaCHUX METO/1aX (Di3UYHUX JOCTIKEHb TOHKO
ITIBKOBUX MaTepiaiB, MOXKJIMBICTh PO3B'I3YBaHHS KOHKPETHHX 3a71ad
PI3HUX CIIPSIMYBaHb.

YHoro MoxkHa HABUUTHUCA
(pe3yiomamu HA8YAaHH)

Kypc dopmye 31aTHICTD 3aCTOCYBATH OCHOBHI MOHSTTS PO CydYacHi
METOIM aHaJli3y Ta KOMIT IOTEPHOI 0OpOOKH pe3yIbTaTiB
peHTreHorpadiyHoro Ta eNeKTPOHHO-MIKPOCKOIIYHOTO TOCIIIKCHb.
BHUKOPUCTOBYBATH HA MPAKTHUIII OTPUMAaHI 3HAHHS IS
JOCITIKEHHS BIIACTUBOCTEN KPUCTAJIIB, PO3POOKH HOBHX
MaTepiaiB i3 3aIaHUMHU BIACTUBOCTSIMU JIJIsl CTBOPEHHST HOBHX
MIPUJIAIB 1 TEXHIYHUX IPUCTPOIB

Iadopmariiine
3a0e3eueHHs

Koncnekr nexuiit
KommiekT npe3enTarii

Bunu HaBYanbHUX 3aHATH
(JTexii, mpakTUYHI,
ceMiHapchKi, 1abopaTopHi
3aHSTTS TOIIO)

Jlexii (28 rox.), mabopatopHi 3aHATTS (28 roxI)

Bun cemectpoBoro
KOHTPOJIIO

Hud. 3amix

MaxkcumaiibHa KUIBKICTE
3100yBayiB
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	 Прецізійне (точне) вимірювання параметра елементарної комірки Метод екстраполяції.

